
スクラバー廻り風量制御装置

チャンバーボックス

換 気 扇 ・ 送 風 機

羽根径 風  量 静  圧 消費電力 電  源
記　号 機　器　名　称 数 量 型 式 区 分 付属品・その他

φ m3/h Pa kW φ-V
記　号

ACO-1

ACO-1-1

ACO-2

ACO-2-1

ACO-3

ACO-3-1

ACO-4

消音形 1-100ストレートシロッコファン (強)

(弱)

(強)

(弱)  35

150

115

  55 (強)0.025

(弱)0.021

EFK-2

240

EA消音形 15ストレートシロッコファン (強)

(弱)

(強)300   60

(弱)  35

(強)0.055

(弱)0.037

※機器能力はJISの条件時とする。

　〈冷房時〉

 室内吸込空気温度 : DB 27℃  WB 19℃

 屋外吸込空気温度 : DB 35℃

〈暖房時〉

  室内吸込空気温度 : DB 20℃

  屋外吸込空気温度 : DB 7℃  WB 6℃

　 業 務 用 マ ル チ エ ア コ ン

EA消音形ストレートシロッコファン (強)

(弱)

(強)

(弱)

25 1500

1330

※特記事項

EA消音形ストレートシロッコファン (強)

(弱)

(強)

(弱)

EFK-3 25

EFK-4

1200

1000

1-100

1-100

1-100

260

175

240

190

(強)0.307

(弱)0.245

(強)0.426

(弱)0.349

9

三菱電機株式会社

SUS製深型ﾌｰﾄﾞ(指定色)

コントロールスイッチ

防振吊金具

SUS製深型ﾌｰﾄﾞ(指定色)

コントロールスイッチ

防振吊金具

SUS製深型ﾌｰﾄﾞ(指定色)

コントロールスイッチ

防振吊金具

SUS製深型ﾌｰﾄﾞ(指定色)

コントロールスイッチ

防振吊金具

設 置 場 所

BFS-150SKA

BFS-120SKA

BFS-30SKA

BFS-15SKA2F CAT実験室 / 共通実験室1

　 電解質実験室1 / 電解質実験室2

1F 大型実験室1

1F 大型実験室2 / 大型実験室3

1F 大型実験室1 / 大型実験室2

APF

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ

冷房能力 暖房能力 圧縮機 送風機 送風機

(外)kW(内)kWkW 冷房 暖房 φ-V

電　源 冷媒管

液/ガス
付属品・その他型　　　式

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ

8.31 - 5.7 9.10 9.60 3-200

- 0.530 -

0.610

- 0.724 0.724 1-200

9.5×15.9

9.5×15.9

室外機

業務マルチエアコン

外気処理エアコン

天井埋込ダクト形

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ

2.75 - 5.6 3.64 3.67 3-200 RXYP140DC

- 0.270 -

0.220

- 0.406 0.406 1-200

9.5×15.9

9.5×15.9

FXYMP140MGF

室外機

業務マルチエアコン

外気処理エアコン

天井埋込ダクト形

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ

2.75 - 5.6 3.64 3.67 3-200 RXYP140DC

- 0.270 -

0.220

- 0.406 0.406 1-200

9.5×19.1

9.5×22.2

FXYMP140MGF

室外機

業務マルチエアコン

外気処理エアコン

天井埋込ダクト形

RXYP280FB

FXYMP280MGF

室外機

業務マルチエアコン

外気処理エアコン

天井埋込ダクト形

消費電力　kW

※特記事項

数 量
kWkW

1

1

28.0 31.5

28.0 23.3

14.0 16.0

14.0 12.0

1 14.0 16.0

14.0 12.0

1F 大型実験室1

1F 大型実験室2

1F 大型実験室3

・屋上の冷媒配管は冷媒管ラックを使用した。（材質は高耐食鋼板製とした）

・外部露出冷媒管はステンレス製ラッキングにて化粧を行った。

・内外連絡線及びリモコン線のケーブルサイズは機器製造業者と打合せ確認し施工した。

・リモコンは図示位置とし内外連絡線（冷媒管共巻）及びリモコン線は本工事とした。

・屋外機は架台２００Ｈ・溶融亜鉛メッキ(建築工事)とし、防振ゴムを取付けた。

・室内機は防振吊金具,ドレンアップ機能付とした。

ACO-4-1

屋上

屋上

屋上

屋上

EFK-1

3

2F CAT実験室

15EA

VAV-1

VAV-3

1 1F 大型実験室1防振吊金具

コントロールリモコン

-- 1-100

300

2100-

(最小)

(最大)変風量ユニット SOA

1-100 防振吊金具変風量ユニット SOA - (最大)

(最小) 300

1200 - -

コントロールリモコン

空研工業(株)

空研工業(株)

VAV-1

VAV-3

加湿器付

加湿器付

加湿器付

・大型実験室1のACO-1-1のＳＯＡにはＦＦＵ-1とＦＦＵ-2を接続した。

・ベンドキャップは深型スクエアフード（指定色塗装）ステンレス製、ギャラリ・防鳥網付とした。（150φ→AT-150HWS、200φ→AT-200HWS、250φ→AT-250HWS、300φ→AT-300HWS）　全ての吸気、排気ファンはベンドキャップ共

型　　　番設 置 場 所

1F セル評価室①

　 大型実験室3 / セル評価室①

1

1

1

1F セル評価室②

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ

加湿器付

9.5×19.1

9.5×19.1

5.54 - 6.0 6.34 6.25 3-200

- 0.360 -

0.460

- 0.619 0.619 1-200

22.4 25.0

22.4 18.7 FXYMP224MGF

RXYP224FB

 セル評価室① / 

1F セル評価室① /

セル評価室②

 セル評価室②

セル評価室②

・吸込口には全てロングライフフィルター設置した。

記　号
機外静圧SA風量 OA風量

m3/h m3/h Pa
型　式

4800 4800 500

選定条件・・・外気条件：（夏期）DB 35℃ WB　（冬期）DB 7℃ WB 6℃・・・室内条件：（夏期）DB 26　℃ WB 18.7℃　（冬期）DB 22  ℃ WB 13.9℃・冷水入口 7℃, 温水入口 55℃

kw kw

37.7 31.3

冷却能力 加熱能力

kw

圧縮機

3.75

加湿量

kg/h

16.8

消費電力　kW

加熱冷却

8.60 7.28

加湿器

気化式

付

給気ファン 放熱側ファン

出力　kw 出力　kw 消費電力 kw消費電力 kw

2.67 0.7 0.7

起　動 電　源

スプリング

防振架台 エアーフィルター
台 数

室　名階
中性能

φ－V
重量法70％
ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ

比色法65％

L･S

設 置 場 所

屋　上建築工事

基礎工事

R付付付3-200

ACO-5 外　調　機

オールフレッシュ用（ＯＡ型） 3.7 RFT-4800A-OA

付属品

制御盤（INV付）
（電解質実験室３ 系統）

外 気 処 理 機

2

記　号

排 ガ ス 処 理 装 置 （ ス ク ラ バ ー ）

機　器　名　称 処　理　対　象 数 量処　理　内　容 電  源消費電力

φ-VkWHDW

寸　法

m3/min
重　量

風  量処理風量

m3/min
静  圧

PaPa

装置静圧
処 理 シ ス テ ム

l/min

循環量

kw

モーター 電  源

φ-V

揚程

m L

容量

排風機 仕様 循環ポンプ 仕様 循環タンク

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ排出ガス湿式 排ガス処理装置 洗浄式

アルゴンヘリウム

一酸化炭素酸素

水素ドライエアー

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ排出ガス 活性炭吸着法活性炭 排ガス処理装置 - - -- -

アルゴンヘリウム

一酸化炭素酸素

水素ドライエアー

SC-1

DKR-1 ※有機系ガス

※酸系ガス 3-200 3-2001 67 300 3000 1186 2575 80 700 2.2 220 5 0.75

1.5 3-2001 40 250 2450 920 1550 40 550

650㎏

250㎏

650L

(SUS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ)

その他標準付属品一式

防振ダクト

屋外自立電気計装制御盤

基礎架台・制御盤及びﾌｧﾝ架台

基礎架台・制御盤及びﾌｧﾝ架台

(SUS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ)

防振ダクト

屋外自立電気計装制御盤

その他標準付属品一式

凍結防止ﾋｰﾀｰ200V1φ1.0kw(ﾃﾌﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ)

給水電磁弁　20A

（PVC製）

（ステンレス製）

NW-0-80

NF-Y-40

屋上

屋上

設 置 場 所付属品・その他

ドラフト用風量制御盤 CAV・VAV制御 1 風量演算器

（CAT実験室 系統）

PVC製　高速CAV（フランジ式）20CMM　250φ×480L

PVC製　高速CAV（フランジ式）20CMM　250φ×480L

CAV-1

CAV-4

1

1

1CAV-2 SUS製　高速CAV（差込式）20CMM　250φ×380L

1SUS製　高速CAV（差込式）20CMM　250φ×380LCAV-3

記　号 数　量仕 様

VAV-1 1

1VAV-2

SGHC製　高速VAV（共板フランジ）給気用20-67CMM

SGHC製　高速VAV（共板フランジ）給気用20-80CMM

SUS製ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ（差込式）　φ200（給気逃がし用） 2

400×350×600L　　　電解質実験室　ACO-5用

400×400×600L　　　CAT実験室　ACO-5用

1

1

SC-1用

DKR-1用

PVC製　600×600×900/1500

SUS製　600×600×900

SUS製架台、　ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ　250φ×2、400φ×1

SUS製架台、　ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ　250φ×2、300φ×1、400φ×1

※記号は　M031　研究系統　換気設備　系統図による

CAT実験室

18

3

3

3

10

MD-1、MD-2

製 造 業 者 ： ダ イ キ ン 工 業 株 式 会 社

型　　番

製 造 業 者

三菱電機株式会社

三菱電機株式会社

三菱電機株式会社

EFK-5 ストレートシロッコファン 1 消音形 EA 28 2160 500 1.750 3-200 防振吊金具

SUS製深型ﾌｰﾄﾞ(指定色) 三菱電機株式会社

BFS-550TUA2-502F 電解質実験室3

FFU-1 ファンフィルターユニット 1 960 167 0.190 3-200 1F 大型実験室1 PCF-16S2-DDY

日本無機株式会社

SOA -

フィルター初期圧力損失：118Pa

フィルター初期圧力損失：236Pa

標準型 ＨＥＰＡフィルタ：ATMC-34-E4Z

FFU-2 ファンフィルターユニット 1 標準型 SOA - 1560 190 0.365 3-200

フィルター初期圧力損失：232Pa

フィルター初期圧力損失：116Pa

ＨＥＰＡフィルタ：ATMC-28-E4Z 1F 大型実験室1

日本無機株式会社

PCF-26S2-DDY

ドラフトチャンバー

記　号

①酸系

接続径 制御風速 風量 本体圧損

m3/min Pa
設 置 場 所 型　　番型　　番

φ m/sec
数　量

3 300
(340H)

18 90 CBH-Hc18-H1
1F 大型実験室1

2F CAT実験室/電解実験室3

0.5

②有機系 4 250
(340H)

0.5
18 90 2F CAT実験室/電解実験室3 CBH-Sc18-H1

1 300
(340H)

0.5
36 310 2F 電解実験室3 CBH-ScW18-S③有機系

製 造 業 者 ： 株 式 会 社 島 津 理 化製 造 業 者 ： 木 村 工 機 株 式 会 社

製 造 業 者 ： 株 式 会 社 協 立 製 作 所

型　　番

工事名称

図面名称

縮　　尺
設計者資格

設計者氏名

竣工年月日担当者

A1版：NO SCA LE
A 3版：NO SCA LE

20 2 3 /0 2 / 2 8
研究系統 換気設備　機器表　　

次世代エネルギーシステム研究開発拠点整備事業（機械設備工事）（継続費）

M030

竣 工 図

設 計 者

山梨県企業局施 工 者

米倉山次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジ（Nesrad）法定点検等業務委託



▽2FL

▽1FL

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

▽RF

酸系スクラバー　　S = 1 / 4 0 有機系スクラバー　　S = 1 / 4 0

工事名称

図面名称

縮　　尺
設計者資格

設計者氏名

竣工年月日担当者

A1版：NO SCA LE
A 3版：NO SCA LE

20 2 3 /0 2 / 2 8
研究系統 換気設備　系統図　

次世代エネルギーシステム研究開発拠点整備事業（機械設備工事）（継続費）

M031

竣 工 図

設 計 者

E
A

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ

E
A

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ

E
A

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ
（有機系･片面） （酸系･片面）（酸系・両面）

電解質実験室3

SOA SOA

CAV-1CAV-4

VAV-1

ACO

5

SC

1

SOA

MD-1

1

DKR

VD VD VD VD VD VD

DG DG DG

EFK EFK EFK EFK

1 1 1 1 1 1

CD CD CD CD CD

EFK EFK

CD

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ

E
A

E
A

E
A

CDCD

E
A

33

EFKEFK
VDVD

（弱酸系・片面）（酸系･片面）（有機系･片面）

CAT実験室

SOASOA

CAV-5 CAV-3

VAV-2

SOA

5

MD-2

ACO

VC VC VC VC VC VC

DG

VC

VD

1

EFK

共通実験室１

CD

DG

VC

VD

DG

VC

VD

電解質実験室1 電解質実験室2

1 1

EFKEFK

廊下5

VC

O
A

CD CD

MD

S
O
A

CDCD CD
VDVDVDVDVDVD

EFKEFKEFKEFKEFKEFK

2 2
緊急用緊急用

442 2

CDCD CD
3

VAV

ACO

4-1

セル評価室①

3-1

ACO

MD
CDCDCDCD

4 422
緊急用 緊急用

EFK EFK EFK EFK

VD VD VD VD

大型実験室3

2

VAV

S
O
A

VD

MD

ACO

2-1

CD
VDVDVDVD

EFKEFKEFKEFK

CDCD CD

緊急用緊急用
2 2 44

大型実験室2

VAV

2

S
O
A

VD

S
O
A

1-1

1

ACO

VAV

MD
CDCD

2

CD

E
A

EFK

2

EFK

3

EFK
VDVD VD

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ
（酸系･片面）

大型実験室1

2

CD

EFK

VD

2

CD

EFK

VD

2

CD

EFK

VD

2

CD

EFK

VD

2

EFK

VD

2

EFK

VD

セル評価室②

E
A

E
A

E
A

E
A

E
A

E
A

VD

E
A

4
緊急用

EFK

VD

E
A

4
緊急用

EFK

2

CD

EFK

VD

2

CD

EFK

VD

E
A

E
A

CD
VD

E
A

4
緊急用

EFK

CD
VD

E
A

4
緊急用

EFK

EAG EAG

CDCDCD CD

EAG

ACO

S
O
A

2-1

VAV

ACO

3

VAV

OAG

2-1

3

S
O
A

MD

MD

Ｌ５０×５０×６
制御盤架台（ＳＳ４００、溶融亜鉛メッキ仕上）

３φ２００Ｖ１．５ｋＷ×４０ｍ３／ｍｉｎ×５５０Ｐａ
ＣＥＳ１０１Ｖ－ＲＨ－Ｂ（５０Ｈｚ）
排風機（シロッコファン，ＦＲＰ，屋外形）

700 738 312 180 220

2,150

4
25

65
0

1
,4
00

10
0

125175 700 175125

1,300

5
45

ベンチレーター　２５０Ａ（ＰＶＣ）

［－１００×５０×５
架台（ＳＳ４００，溶融亜鉛メッキ仕上）　

3,000

ダクト（ＰＶＣ）４００Ａ

ドレンバルブ　４０Ａ

ＶＰ４０

流量調整バルブ（ＰＶＣ）４０Ａ

デイストリ－ビュ－タ－　ＶＰ２５

排風機架台（ＳＳ４００，溶融亜鉛メッキ仕上）

Ｌ５０×５０×６

ｽｸﾗﾊﾞｰﾍﾞｰｽ（ＳＳ４００，溶融亜鉛メッキ仕上）
［－１００×５０×５

ミストセパレ－タ－（ビニロック）Ｈ＝１００

ミストセパレーター交換口

Ｌ５０×５０×６
制御盤架台（ＳＳ４００、溶融亜鉛メッキ仕上）

排風機（シロッコ，ＦＲＰ，屋外形）
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研究系統 換気設備 系統図
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大型実験室３

GW 50t内貼

チャンバーボックス

2BOX 800×800×500H

GW 50t内貼

チャンバーボックス

2BOX 1300×350×500H

大型実験室１

GW 50t内貼

チャンバーボックス

2BOX 800×800×500H

大型実験室２

GW 25t内貼
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1
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大型実験室３
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1080

大型実験室２
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■凡例

1 ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ（片面・酸系）：1800W(1080CMH)、排気ﾀﾞｸﾄ：径300Φ

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ（片面・有機系）：1800W(1080CMH)、排気ﾀﾞｸﾄ：径250Φ

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ（両面・有機系）：1800W(2160CMH)、排気ﾀﾞｸﾄ：径300Φ
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4 2 2 422
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BOX 3400×500×410H

セル評価室①

3

◆特記事項

・ドラフトチャンバーは機械設備工事とした。

・水素センサー設置及び機器連動配線工事は機械設備工事とした。

・各研究室のドラフトチャンバー及びフードへのダクト接続は機械設備工事とした。

・各研究室の排気フードは建築工事とした。

・ドラフトチャンバー及びフード排気ファンと外気処理空調機との連動工事は機械設備工事とした。

・窓面ガラリ用チャンバーボックスはガラリ寸法となっている為、現場にて施工図作成の上、監督員と協議の上決定した。
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設計者資格

設計者氏名

竣工年月日担当者
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A 3版：1/2 00
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研究系統 換気設備　１階 平面図（１）

次世代エネルギーシステム研究開発拠点整備事業（機械設備工事）（継続費）
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研究室系統換気設備　１階 平面詳細図（２）　
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竣 工 図
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◆特記事項

・ドラフトチャンバーは機械設備工事とした。

・水素センサー設置及び機器連動配線工事は機械設備工事とした。

・各研究室のドラフトチャンバー及びフードへのダクト接続は機械設備工事とした。

・各研究室の排気フードは建築工事とした。

・ドラフトチャンバー及びフード排気ファンと外気処理空調機との連動工事は機械設備工事とした。

・窓面ガラリ用チャンバーボックスはガラリ寸法となっている為、現場にて施工図作成の上、監督員と協議の上決定した。
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設計者氏名

竣工年月日担当者
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研究系統 換気設備　２階 平面図　
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◆特記事項

・各研究室のドラフトチャンバー及びフードへのダクト接続は機械設備工事とした。

・ドラフトチャンバーは機械設備工事とした。

・ドラフトチャンバー及びフード排気ファンと外気処理空調機との連動工事は機械設備工事とした。

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ（片面・酸系）：1800W(1080CMH)、排気ﾀﾞｸﾄ：径300Φ

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ（片面・有機系）：1800W(108CMH)、排気ﾀﾞｸﾄ：径250Φ

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ（両面・酸系）：1800W(2160CMH)、排気ﾀﾞｸﾄ：径300Φ
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BOX 400×400×400H
1

電解質実験室１

2

片面　有機系

1

片面　酸系

2

1

片面　酸系

片面　有機系

O A

1

m3/h

GW 25t内貼

廊下５

1275

650×250

BOX 850×450×500H

VHS(F)

1

片面　弱酸系

片面　弱酸系

1

3

両面 酸系

塩ビ製ダクト

塩ビ被覆鋼板製ダクト

ステンレス製ダクト

OA 250φOA 250φ

VAV

CAV

CAV

CAV

CAV

VAV
VD

VD

CD VD

VD
CD

VD
CD

VD CD

VD CD
VD CD

VD CD

VD CD

VD CD

CD
VD

150φ

EA250φ

EA250φ

EA 250φ

EA 150φ

EA 150φ

EA 150φ

EA 150φ

EA 150φ

EA 150φ

EA 150φ

SOA 400×350

SOA 400×400

SOA 400×350

EA 250φ

EA 150φ

EA 150φ

EA 250φ

EA 350φ

EA 250φ

SOA 400×350

SOA 400×350

SOA 400×450

※1

※1

※2

※2

※3

※3

※1

※2

※3

山梨県企業局施 工 者

米倉山次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジ（Nesrad）法定点検等業務委託



EA EA EA SO
A

250φ,250φ,250φ,250φ,450×400

SO
A

EAEAEAEA

250φ,350φ,250φ,450×400

1

DKR
有機系　920×2150

SC

1
酸系　1100×3000

ACO

5

ACO

5

保温t50ステンレスラッキング
SOA-500×500

SOA-500×500
保温t50ステンレスラッキング

ステンレス製

1150×400×630H

チャンバーボックス

PVC製
チャンバーボックス

600×900×600Ｈ

ダクト用架台及び架台ベース

架台：溶融亜鉛メッキ製　架台ベース：コンクリート製（ゴム付）

亜鉛鉄板製

600×350×1050H

チャンバーボックス

亜鉛鉄板製

600×350×1050H

チャンバーボックス

■凡例

塩ビ製ダクト

塩ビ被覆鋼板製ダクト

ステンレス製ダクト

※1

※2

※3

※1

※2

※3

※1 ※3

※2EA 250φ

EA 250φ

SOA 450×400

MD 200φ

EA 250φ EA 250φ

EA 250φEA 250φ

SOA 450×400

EA 250φ

EA 250φ

200φMD

工事名称

図面名称

縮　　尺
設計者資格

設計者氏名

竣工年月日担当者

A1版：1/1 00
A 3版：1/2 00

20 2 3 /0 2 / 2 8
研究系統 換気設備　Ｒ階 平面図　

次世代エネルギーシステム研究開発拠点整備事業（機械設備工事）（継続費）
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竣 工 図

設 計 者

1X 2X 3X 4X 5X 6X 7X 8X 9X 10X

2Y

3Y

1Y

47,300

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3007,000

2,500

300 7,000

9,
4
50

35
0

300

5,000300 2,500

4,500

2,0009
,2
0
0

22
,0
0
0

30
0

1
2,
50
0

9,
4
50

5,
35
0

5,
0
00

50
0

10
,8
0
0

10
,8
00

6,
40
0

11
,3
0
0

12
,7
7
5

50
0

4-15×22.5長丸穴

（基礎ボルト穴）

4-15×22.5長丸穴

（基礎ボルト穴）

山梨県企業局施 工 者

米倉山次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジ（Nesrad）法定点検等業務委託



ＵＴ室

大型実験室３

セル評価室１

Ｈ２台数
ＣＯ台数部屋名

共通実験室１

共通実験室２

ＣＡＴ実験室

電解質実験室１

電解質実験室２

１ １

２

２

２

１

１

１

１

１

ＲＳ ＲＳ ＲＳ

＜パッケージエアコン・ルームエアコン＞

ＬＩＮＥ２

ＲＳ

ＬＩＮＥ１ ＬＩＮＥ１

系　統

８

２

２

１

２

１

８

２

２

１

１Ｆ 会議室１．会議室２

２Ｆ 商談室１，商談室２

２Ｆ 共通事務室

ＡＣＰ－４

ＡＣＰ－３

ＡＣＰ－２

ＡＣＰ－１

ＡＣＰ－４

ＡＣＰ－３

ＡＣＰ－２

ＡＣＰ－１

屋上

屋上

屋上

台数 ＲＳ台数台数

屋上

設 置 場 所 室内機室外機

＜パッケージエアコン・ルームエアコン＞

４

１Ｆ 研究棟事務室　／　２Ｆ セミナー室１６

４

１

５

１ ２Ｆ 廊下８

ＡＣＰ－6

ＡＣＰ－5

屋上

屋上

１Ｆ 廊下１　／　２Ｆ 廊下５

２

　９

ＡＣＰ－５

ＡＣＰ－６

２２ ＡＣＰ－7屋上 ４ＡＣＰ－７ １Ｆ 廊下３　／　２Ｆ 廊下７

８

１

８

１

３

８

１

２Ｆ 共通実験室１，２ / 電解質実験室１，２，３

２Ｆ Ｃ１，Ｃ２研究室

１Ｆ セル評価室① / セル組室 / Ｆ１，Ｆ２研究室

１Ｆ 電子顕微鏡室(機械室)

ＡＣＰ－１１

ＡＣＰ－１０

ＡＣＰ－９

ＡＣＰ－８

ＡＣＰ－１１

ＡＣＰ－１０

ＡＣＰ－９

ＡＣＰ－８

屋上

屋上

屋上

屋上

４

３

４

３

４

３

１Ｆ 面談室１，２ / 男子ロッカー室､女子ロッカー室

２Ｆ エントラスホール

１Ｆ 大型実験室２，３

ＡＣＰ－１５

ＡＣＰ－１４

ＡＣＰ－１３

ＡＣＰ－１２

ＡＣＰ－１５

ＡＣＰ－１４

ＡＣＰ－１３

ＡＣＰ－１２

屋上

屋上

屋上

屋上４

屋上ＡＣＰ－１６ １Ｆ 大型実験室１

１Ｆ 電子顕微鏡室（ＴＥＭ室）

８ ４

１ １ １

１Ｆ Ｅ１ / ２Ｆ ＣＡＴ実験室，Ａ２研究室

合計

冷媒管共巻工事

１

ＳＲ
（機械工事） （機械工事） （機械工事） （機械工事）

（注記）

・電源供給は別途電気設備工事

・建込み配管は別途電気設備工事

・室内機～室外機間信号線は冷媒管共巻工事とした。

設置場所：１階　研究棟事務室

（機械工事）

ＳＲ
（機械工事）

設置場所：２階　共通事務室

（機械工事）
ＰＬＳ

▽１Ｆ

▽２Ｆ

Ｅ．Ａ

ＦＡＮ

Ｅ．Ａ

ＦＡＮ

Ｏ．Ａ

Ｒ．Ａ

Ｏ．Ａ

Ｒ．Ａ

ＣＯ

ＣＯ

Ｒ．Ａ

Ｒ．Ａ

ＣＯ

ＣＯ

Ｈ２

（注記）

・電源供給は別途電気設備工事

・建込み配管は別途電気設備工事

制御項目

１．警報監視

　　ガス検知した場合、１階及び２階のガス警報盤にて

　　警報を発報すると共に、各室内設置の警報盤にて

　　排気ダクト又は室内に設置されたセンサにより

　　水素及び一酸化炭素監視を行った。

１Ｆ研究棟事務室設置

水素ガス検知警報盤ｘ２，
一酸化炭素ガス検知警報盤ｘ1

Ｈ２

階

１

２

１

１

１

２

２

２

２

１

＜メイン＞

天井 ダクト

４

Ｈ２

Ｈ２ Ｈ２

パトライト
(ブザー付)

ＯＬ

ＳＷ１
(ブザー入／切)

リレー
回路

パトライト
(ブザー付)

ＯＬ

ＳＷ１
(ブザー入／切)

リレー
回路

ＯＬ

警報盤

盤名称

２

４

１

１

１

１

１

７

＜警報盤＞　２階センサ設置室に設置

＜警報盤＞　１階センサ設置室に設置

警報盤（２点用）

Ｆ－１ＣＰ－３

Ｆ－１ＣＰ－４

警報盤（１点用）

警報盤（１点用）

1

1

1ＬＰ盤へ

※給気風量制御(２)，(３)参照

ガス検知

緊急連動制御

　　警報表示及び回転灯(パトライト)の点灯を行った。

２．ガス検知緊急連動制御

　　ガス検知した場合、同室設置の緊急排気ファンの

　　連動運転を行うと共に、外気処理パッケージ（ＡＣＯ）

＜ガス検知緊急連動制御＞

　　の停止を行った。

（※計装図（２）－給気風量制御(２)，(３)参照）

・ダクト用Ｈ２センサは警報用のみとして運用とし、

緊急連動制御用としては使用しない。

ＡＣＯ
本体へ

緊急排気ファン起動指令

外気処理パッケージ
(ＡＣＯ)停止指令

電解質実験室３ １２ １

２ ＡＣＰ－１６ ２ ２

・ＳＲ及びＰＬＳは機械設備工事とした。

Ｅ２，Ｇ１研究室　／　２Ｆ Ａ１研究室

備　考

ＳＶＷ

定水位弁

補給水

ＴＷ－１
受水槽

ＳＶＷ

定水位弁

補給水

メーカー工事

本工事

５Ｐｘ２（付属品）
３Ｐｘ２（付属品）

電気設備工事

状態・警報

加圧給水
ポンプユニット

（付属の制御盤）

制御項目

１．警報監視

　　水位満減・ポンプユニット異常時，警報を出力した。

２．水位制御（ポンプ制御盤機能）

　　電極棒によるレベル監視を行う。

　　槽内水位により補給水弁の開閉制御を行った。

（注記）

・電源供給は別途電気設備工事

ＰＵＴ－１

・定水位弁は機械設備工事

１ セル評価室２ ２ ８ ２ １２ Ｖ－１ＣＰ－１ 〇

１８ １８

６ ６ １Ｆセル評価室②， 

大型実験室１

(MEA試作室)

(物性評価室)

ビレッジ棟エリア

大型実験室２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

部屋外部

パトライト
パトライト

パトライト

部屋外部
に設置

部屋外部
に設置

　　また、部屋外部設置の回転灯(パトライト)の点灯を行った。

１ １

ガス検知対象なし

１

１８

６５ ６５８９

Ｆ－１ＣＰ－２ 〇

〇

〇

警報盤（１点用）

警報盤（１点用）

警報盤（１点用）

警報盤（４点用）

（機械工事）
ＰＬＳ

合計 １３ １２ ７ ３２ １１

１

２ 共通事務室

研究棟事務室

副ガス検知警報盤

ガス検知警報盤 各系統の警報表示

各系統の警報表示

－

－

－

－

－

－

１．ガス検知システム ＜研究棟＞

２．パッケージ廻り配線工事 ３．受水槽廻り制御 １ｓｅｔ

室外機 室外機 室外機 室外機

ＡＣＰ

２Ｆ

ＡＣＰ

２Ｆ

ＡＣＰ

１Ｆ

ＡＣＰ

１Ｆ

２Ｆ共通事務室設置

水素ガス検知警報盤ｘ２，
一酸化炭素ガス検知警報盤ｘ1

＜サブ＞

工事名称

図面名称

縮　　尺
設計者資格

設計者氏名

竣工年月日担当者

A1版：NO SCA LE
A 3版：NO SCA LE

20 2 3 /0 2 / 2 8
自動制御設備　計装図（１）
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竣 工 図

設 計 者

山梨県企業局施 工 者
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大型実験室１：Ｆ－１ＣＰ－１

５．給気風量制御（２） ２ｓｅｔｓ

M1D

R

1

O.A

R1

1

R R R
VD

VD

VD

FIC

AM2

AM2

AM1

FI

FI

VD

VD

ドアガラリ

R

ＳＷ ＳＷ

2
強制停止指令

起動指令

Ｈ２
水素ガス
検知警報盤

リレー
回路

ＣＯ
一酸化炭素ガス
検知警報盤

計装図(1)-１．ガス検知システム参照

Ｈ２ Ｈ２ Ｈ２ Ｈ２
計装図(1)-１．ガス検知システム参照

ダクト設置Ｈ２は警報監視用

（×２）

制御項目

１．給気風量制御

　　EFK-2の運転台数により、

２．ガス検知緊急連動制御

（注記）

・建込み配管は別途電気設備工事

　　ＶＡＶの風量制御を行った。

３．ＡＣＰ停止時のインターロック制御

　　（対象：ダンパ操作器，ＶＡＶ）

　　ガス検知した場合、同室設置の緊急排気ファンの

　　連動運転を行うと共に、外気処理パッケージ（ＡＣＯ）

　　の停止を行った。

EFK-2
300CMH

EFK-2
300CMH

EFK-2
300CMH

ACO-4-1

<セル評価室>

EFK-2
300CMH

EFK-4 (x2)
1,500CMH (x2)

※緊急排気ファン

E.A

－

<廊下>

E.A

E.A

E.A

E.A

・ＶＡＶ電源供給は機械設備工事区分とした。

VAV-3

1

1

2
強制停止指令

：Ｆ－１ＣＰ－４

R1

R R

VD

VD

VD

制御項目

（注記）

・建込み配管は別途電気設備工事

ドアガラリ ＳＷ

EFK-4 (x2)
1,500CMH (x2)

E.A

E.A

E.A

EFK-2
300CMH

EFK-2
300CMH

ACO

<大型実験室２>

※緊急排気ファン

<廊下>

－

VD

ＳＷ

１．ガス検知緊急連動制御

　　ガス検知した場合、同室設置の緊急排気ファンの

　　の停止を行った。

２．ＡＣＰ停止時のインターロック制御

　　（対象：ダンパ操作器，ＶＡＶ）

　　連動運転を行うと共に、外気処理パッケージ（ＡＣＯ）

2
強制停止指令

起動指令

リレー
回路

Ｈ２
水素ガス
検知警報盤

計装図(1)-１．ガス検知システム参照

2
強制停止指令

　＜機器一覧表＞

大型実験室２：Ｆ－１ＣＰ－２　／　対象：ＡＣＯ－２－１

大型実験室３：Ｆ－１ＣＰ－３　／　対象：ＡＣＯ－３－１

<大型実験室３>

M1D

R

1

O.A

1

－

1

1

1

1

VD

VD

セル評価室２：Ｖ－１ＣＰ－１

ドアガラリ ＳＷ

水素ガス
検知警報盤

ＣＯ
一酸化炭素ガス
検知警報盤

計装図(1)-１．ガス検知システム参照

（×２）

（注記）

・建込み配管は別途電気設備工事

３．ＡＣＰ停止時のインターロック制御

　　（対象：ダンパ操作器，ＶＡＶ）

　　連動運転を行うと共に、外気処理パッケージ（ＡＣＯ）

　　の停止を行った。

<セル評価室><廊下>

E.A

E.A

・ＶＡＶ電源供給は機械設備工事区分とした。

R

3

1,080CMH

R
4

評価装置へ
ＥＦＫ－２状態

評価装置へ
ＥＦＫ－２状態

R

連動
3,4

PRy PRy

４．ＥＦＫ－２・ＡＣＯ連動制御

　ＥＦＫ－２に連動してＡＣＯの運転を行った。

セル評価室１

R

PRy

ＳＷ ＳＷ

PRy

ＳＷ

PRy

エリア①
評価装置へ
ＥＦＫ－２状態

エリア１－① エリア１－② エリア２－① エリア２－②

エリア②
評価装置へ
ＥＦＫ－２状態

エリア③
評価装置へ
ＥＦＫ－２状態

エリア④
評価装置へ
ＥＦＫ－２状態

４．ＥＦＫ－２・ＡＣＯ連動制御

　　ＥＦＫ－２に連動してＡＣＯの運転を行った。

FIC

AM2

AM2

AM1

FI

FI R(x2)

R(x2)

FIC

AM2

AM2

AM1

FI

FIR(x2)

R(x2)

M1D

R2

O.A

VD

VD

VD

3
強制停止指令

起動指令

Ｈ２

リレー
回路

Ｈ２ Ｈ２ Ｈ２ Ｈ２

計装図(1)-１．ガス検知システム参照

ダクト設置Ｈ２は警報監視用

制御項目

１．給気風量制御（２ｓｅｔｓ）

　　EFK-2の運転台数により、

２．ガス検知緊急連動制御

　　ＶＡＶの風量制御を行った。

　　ガス検知した場合、同室設置の緊急排気ファンの

EFK-2
300CMH

EFK-2
300CMH

EFK-2
300CMH

ACO-2-1
1,080CMH

EFK-2
300CMH

EFK-4 (x4)
1,500CMH (x4)

※緊急排気ファン

E.A

E.A

E.A

Ｈ２ Ｈ２

EFK-2
300CMH

EFK-2
300CMH

Ｈ２ Ｈ２

EFK-2
300CMH

EFK-2
300CMH

VD

VD
E.A

E.A

VD

VD
E.A

E.A

VAV-3
600～1,080CMH

2

M1D

R1

O.A

ACO-2-1
1,080CMH

VAV-3

600～
1,080CMH

2

5

4

連動
4,5

R

連動
6,7

6

7

3
強制停止指令

3
強制停止指令

R

4

R

5

R

6

R

7

R2

R1

PRy

R

連動

　　ＥＦＫ－２に連動してＡＣＯの運転を行った。

３．ＥＦＫ－２・ＡＣＯ連動制御

・評価装置へのＥＦＫ－２状態出力は端子出しまでとし、

600～1,080CMH

エリア① エリア②×:停止状態 〇:運転状態

600CMH

・評価装置へのＥＦＫ－２状態出力は端子出しまでとし、

×:停止状態 〇:運転状態

評価装置までの配線、結線は別途テナント工事とした。

評価装置までの配線、結線は別途テナント工事とした。

運用
パターン エリア① エリア② (VAV風量)

給気風量

停止 × ×
１ 〇 ×
２ 〇

停止

 600 CMH

３

×  600 CMH

1080 CMH

ＥＦＫ－２状態
備　考

〇 〇

運用
パターン エリア① エリア② (VAV風量)

給気風量

停止 × ×
１ 〇 ×
２ 〇

停止

 600 CMH

３

×  600 CMH

1080 CMH

ＥＦＫ－２状態
備　考

〇 〇

ＰＡＣ
機器記号

部屋名称

ＡＣＯ－２－１

ＡＣＯ－３－１

大型実験室２

大型実験室３

台数

１

１

備　　考

M1D

1

O.A

R1

1

R R

VD

VD

VD

FIC

R

R

制御項目

１．給気風量制御

２．ＡＣＰ停止時のインターロック制御

　（対象：ダンパ操作器，ＶＡＶ－１）

（注記）

・建込み配管は別途電気設備工事

差圧
ダンパ

R

連動
信号

ＳＷ

EFK-3

E.A

1200CMH

E.A

E.A

ACO-1-1

<大型実験室１>

<廊下>

＋

300CMH
EFK-2

300CMH
EFK-2

・ＶＡＶ電源供給は機械設備工事区分とした。

1

1

VAV-1

MEA試作室
物性評価室

連動

３．ＥＦＫ－２・ＡＣＰ・ＡＣＯ連動制御

　ＥＦＫ－２及びＡＣＰに連動してＡＣＯの運転を行った。

PRy

2,100CMH

900～

R(x2)

(x2sets)

　ドラフトチャンバ―及びEFK-2の運転状態、ACP-16の

　運転状態によりＶＡＶの風量制御を行った。

※LSP組換でSP制御出力切換

＜凡例＞

：ＡＣＯ状態1

有
電
圧
1
00
V

有
電
圧
1
00
V

ＲＳ

2,100CMH

ＲＳ
（×２）

　（ＡＣＯはＲＳ又はＥＦＫー２連動の後押し優先）

FFU1
dPE

dPS

DC

R

LAMP

フィルターＡＬ

室圧ＡＬ

dPIC

R

LAMP

FFU2

960CMH 1560CMH

ＳＷ

PRyDC

×

×

×

〇

〇

〇

FFU-1

運用
パターン ACP-16 EFK-2① (VAV風量)

給気風量

停止 × ×
１ 〇 ×
２ 〇

停止

 960 CMH

３

 960 CMH

設備機器状態
備　考

４ 〇 × 1560 CMH

５ 〇 2100 CMH

６ 〇 2100 CMH

×

〇

〇

×

×

〇

〇

FFU-2

×

×

×

〇

〇

〇

排気1500CMH

排気1500CMH

EFK-2②

×

×
×

〇

〇

〇

〇

〇 ×

×

 960 CMH〇

×

〇×

:停止状態× 〇:運転状態

2100 CMH 排気1800CMH〇 〇 〇 〇７ 〇〇

排気1200CMH

排気600CMH

排気300CMH

排気300CMH R

LAMP

フィルターＡＬ

dPS

RR

＜凡例＞

：ＡＣＯ－２－１状態1

：ＡＣＯ強制停止指令（ガス警報）3

：ＥＦ－Ｋ２エリア１－①状態4

：ＥＦ－Ｋ２エリア１－②状態5

：ＡＣＯ－２－２状態2

：ＥＦ－Ｋ２エリア２－①状態6

：ＥＦ－Ｋ２エリア２－②状態7

＜凡例＞

：ＡＣＯ状態1

：ＡＣＯ強制停止指令（ガス警報）2

＜凡例＞

：ＡＣＯ状態1

＜凡例＞

：ＡＣＯ状態1

：ＡＣＯ強制停止指令（ガス警報）2

：ＡＣＯ連動信号(ＥＦ－Ｋ２①状態)3

：ＡＣＯ連動信号(ＥＦ－Ｋ２②状態)4

４．給気風量制御（１） １ｓｅｔ

６．給気風量制御（３） １ｓｅｔ ７．給気風量制御（４） １ｓｅｔ

DX

C

FAN

ＡＣＰ－１６

ＤＣ

DX

C

FAN

C

D X

FAN

D X

C

FAN

D X

C

FAN

R

PRy

※Ａ
排煙窓解放指令

　　また、廊下設置の排煙窓を連動解放とした。

※Ａ
排煙窓解放指令

排煙窓SW

※Ａ
排煙窓解放指令

排煙窓SW

※Ａ
排煙窓解放指令

※Ａ
排煙窓解放指令

：排煙窓解放指令A

　　また、廊下設置の排煙窓を連動解放とした。

　　また、廊下設置の排煙窓を連動解放とした。

工事名称

図面名称

縮　　尺
設計者資格

設計者氏名

竣工年月日担当者

A1版：NO SCA LE
A 3版：NO SCA LE

20 2 3 /0 2 / 2 8
自動制御設備　計装図（２）　

次世代エネルギーシステム研究開発拠点整備事業（機械設備工事）（継続費）

M037

竣 工 図
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山梨県企業局施 工 者
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工事名称

図面名称

縮　　尺
設計者資格

設計者氏名

竣工年月日担当者

A1版：NO SCA LE
A 3版：NO SCA LE

20 2 3 /0 2 / 2 8
自動制御設備　計装図（３）　

次世代エネルギーシステム研究開発拠点整備事業（機械設備工事）（継続費）

M038

竣 工 図

設 計 者

状態・警報

各付属盤

電気工事

ＩＮＶ（メーカー付属品） ＩＮＶ（メーカー付属品）

ＡＣＯ－５

ＯＲＳ

（機械工事）

ＯＲＳ

(メーカー付属品)
(メーカー付属品)

ドラフト
チャンバ―

(有機系・片面)

ドラフト
チャンバ―

(酸系・両面)

ドラフト
チャンバ―

(酸系・片面)

ドラフト
チャンバ―

(酸系・片面)

ドラフト
チャンバ―

(有機系・片面)

ドラフト
チャンバ―

(片面)

EFK-3-1

ドラフト
チャンバ―

(片面)

EFK-3-2

Ex.A

SC-1
スクラバー
制御盤

2,400CMH

Ex.A

DKR-1
スクラバー
制御盤

Ex.A

Ex.A

P

給水

電解質実験室3 CAT実験室

一括警報

電気工事

一括警報

電気工事

ＭＤ

(メーカー付属品)

ＭＤ

(メーカー付属品)

VAV-S-1

（注記）

・スクラバー盤、風量制御盤への一次側電源工事（別途電気工事）

４．ＡＣＯ停止時のインターロック制御

　　（対象：ＭＤ，ＶＡＶ）

制御項目（スクラバーメーカー範囲）

１．給気・排気風量制御

　　排気ＣＡＶの運転状況で排気風量を演算し、ＡＣＯ及びスクラバー排気の

　　ＩＮＶ制御及び給気ＶＡＶの比例制御を行った。

　　また、ドラフトチャンバが1台運転の場合はＡＣＯの

　　バイパスダンパ（ＭＤ）を開とし、給気INVの風量制御を行った。

２．ＡＣＯ・ＶＡＶ連動制御

　　ＡＣＯの運転状態により、ＶＡＶの連動運転を行った。

ＳＷＳＷＳＷＳＷＳＷＳＷＳＷ

CAV-E-4CAV-E-1 CAV-E-5 CAV-E-4

ドラフト用

風量制御盤

（メーカー支給品）

２）給水配管凍結防止ヒータ用のブレーカーはスクラバー盤収納とし、

３．ＣＡＶ・スクラバー連動制御

　　ＣＡＶの運転状態により、スクラバーの連動運転を行った。

３）制御項目記載以外のスクラバー廻り制御はスクラバーメーカー仕様による。

Ｔ(外気)

J.BOX

ヒータ巻き付け
(設備工事)

・給水配管用凍結防止ヒータ巻き付け（機械設備工事）

　　スクラバー盤からヒータまでの配線、

・スクラバー盤及び風量制御盤、ＣＡＶ、ＶＡＶ、ＭＤ手配（機械設備工事）

・スクラバー盤からスクラバー廻り機器への配管配線結線(機械設備工事）

１）下記事項は（　　）内工事区分とした。

　　ヒータ用外気サーモは自動制御工事区分とした。

満水警報

動力盤

電気工事

制御項目

１．満水警報監視

　　満水時警報を出力した。

（注記）

・電極設置，配線工事は別途

電気工事区分とした。

電気工事

(2P)

湧水槽

Ex.A

Ｈ２ＣＯ

２Ｆ共通事務室設置

水素ガス検知警報盤ｘ２，
一酸化炭素ガス検知警報盤ｘ1

＜サブ＞

１Ｆ研究棟事務室設置

水素ガス検知警報盤ｘ２，
一酸化炭素ガス検知警報盤ｘ1

＜メイン＞

パトライト
(ブザー付)

ＯＬ

ＳＷ１
(ブザー入／切)

リレー
回路

パトライト
(ブザー付)

ＯＬ

ＳＷ１
(ブザー入／切)

リレー
回路

＜警報盤＞　２階センサ設置室に設置

＜警報盤＞　１階センサ設置室に設置

1

1

UT室内ガス警報盤
(機械設備)

Ｈ２

1

H2遮断弁CO遮断弁

1

緊急遮断弁盤
(メーカー区分)

Ｈ２
キャビネット

ＣＯ
キャビネット

ＵＴ室

ＯＲＳ

パトライト

パトライト

部屋外部
に設置

部屋外部
に設置

1

＜ガス検知緊急遮断制御＞

U T室キャビネット

緊急遮断弁盤へ

（注記）

・UP S設置は機械設備工事とした。

・UP Sは盤外設置とした。

制御項目

１．ガス検知緊急遮断弁制御

キャビネネット内、または各系統のガス検知した際に

ＵＴ室設置のＣＯ、Ｈ２キャビネットの緊急遮断弁を遮断した。

また、停電時にキャビネット内でガスを検知した際、

同様に緊急遮断弁を遮断した。

・停電時はＵＴ室キャビネットのＨ２、ＣＯセンサのみ対象とした。

通電時　ガスキャビネット緊急遮断制御

22

停電時　ガスキャビネット緊急遮断制御

2
U T室キャビネット

緊急遮断弁盤へ
（U T室ガス警報盤）

※停電時のみ

１０．水道メーター集中検針 １１ｓｅｔｓ

ＷＭ

集中検針盤
水道メーター

（メーカー支給品）

（メーカー支給品）

記　号 設置階 系　 　統

ＷＭＶ１ ＰＩＴ ﾋﾞﾚｯｼﾞ棟ＷＣ系統

ＷＭＣ ＰＩＴ 共用ｽﾍﾟｰｽ1F消火P室,2F厨房系統

ＷＭＶ２ ＰＩＴ ﾋﾞﾚｯｼﾞ棟個室共用系統

ＷＭＡ１ ２階

ＷＭＡ２ ２階

ＷＭＣ１ ２階

ＷＭＣ２ ２階

ＷＭＥ１ １階

ＷＭＥ２ １階

ＷＭＦ１ １階

ＷＭＦ２ １階

Ａ１研究室系統

Ａ２研究室系統

Ｃ１研究室系統

Ｃ２研究室系統

Ｅ１研究室系統

Ｅ２研究室系統

Ｆ１研究室系統

Ｆ２研究室系統

（注記）

・配線工事は別途工事とした。
結線工事は自動工事とした。

９．湧水槽満水警報監視 ２ｓｅｔｓ １３．ガスキャビネット緊急遮断制御 ２ｓｅｔｓ

８．各警報監視 １１．電解質実験室・ＣＡＴ実験室　スクラバー廻り制御 １ｓｅｔ １２．湿式スクラバー廻り制御 ２ｓｅｔｓ

4,020MH

FAN

FAN FAN
ＦＡＮＦＡＮ

ＡＣＯ－５

2160CMH

FAN

EFK-5

VAV-S-2

ＣＯ

自動制御盤「2CP-1」へ

Ex.A

山梨県企業局施 工 者

米倉山次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジ（Nesrad）法定点検等業務委託



　１）マイクロプロセッサで構成し、機能はソフトウエアで処理した。

　２）警報検出

　３）状態変化の検出

　５）状態・警報点の状態を常時表示する。

　６）警報発生時，警報ブザーの連続鳴動／一定時間鳴動の選択が可能

　７）一括警報出力

　８）一括外部ブザー出力

　結果表示

最大管理点数：４０点

接地条件　　：Ｄ種接地

供給電源　　：ＡＣ１００／２００Ｖ，５０／６０Ｈｚ

　最大５０ＶＡ

電源断保護　：停電後１００時間のデータメモリ及びカレンダ動作

周囲条件　　：５～４０℃，２０～８０％ＲＨ

警報ブザー　：電子ブザー

表示部 ：７セグメント，６桁

操作部 ：ランプテスト等

常時表示部　：ＬＥＤ２灯（赤／緑）／点

自己診断結果表示部（故障表示）

：ＬＥＤの表示（点灯／高速フリッカ／低速フリッカ）

システム機能機器名称 機器仕様

６
０
０

３００ １００

状態監視・警報監視
計量積算対象点の
入力

動 力 盤

制御盤等
名　　称記　号 備　考

状態 警報 計量故障
トリップ

＜１Ｆ　研究棟事務室　警報監視ポイント＞

ＳＣ－１

ＡＣＯ－５

ＤＫＲ－１

ＡＣＯ－５

スクラバ１ 故障

スクラバ１ 運転中

スクラバ１ 連動運転

外気処理機ＡＣＯ５　故障

外気処理機ＡＣＯ５　運転中

スクラバ２ 故障

スクラバ２ 運転中

スクラバ２ 連動運転

外気処理機ＡＣＯ５　故障

外気処理機ＡＣＯ５　運転中

付属盤

付属盤

付属盤

付属盤

付属盤

付属盤

付属盤

付属盤

付属盤

付属盤

・入力は無電圧ａ接点連続出力又は、ＤＣ１２Ｖ８ｍＡ

オープンコレクタ出力を使用すること

・液面上下限などのように波動等で信号がばたつく特性

を持ったものについては、タイマーを入れて入力を

平滑化すること

０．９φＣＰＥＶＤＩ

ＣＯＭ

ＩＮ

接点入力

状　態

又　は、

警　報

記表 入出力項目 中央監視盤
接続ケ―ブル

（外部配線）

器機側場現

（受変電盤．動力盤．分電盤．ボイラ盤．他） 特　記　事　項

状態接点

警報接点

管理点合計

　４）簡易表示部に、時刻（年・月・日／時刻）

　９）自己診断（バッテリー充電状態異常）

集中監視パネル機能

集中監視パネル

３
０
０

１０）記録機能

　警報(故障)発生時・復旧時にプリンタにポイント番号、

　発生時刻・復旧時刻を印字した。

・１階研究棟事務室　×１面

・２階共通事務室　　×１面

計２面

状態監視・警報監視
計量積算対象点の
入力

動 力 盤

制御盤等
名　　称記　号 備　考

状態 警報 計量故障
トリップ

＜２Ｆ　共通事務室　警報監視ポイント＞

管理点合計

ＰＵＷ－１ 給水加圧ポンプ 故障

給水加圧ポンプ１号　運転中

給水加圧ポンプ２号　運転中

付属盤

付属盤

付属盤

１

１

１

２受水槽　満水・減水 付属盤

ピット湧水槽 満水警報 動力盤 ２ 湧水槽×２ヶ所

２ ５

自動制御機器表

記　号 名　　　称 備　　　考

Ｈ２

ＣＯ

ポンプ吸引式ガス検知器

拡散式ガス検知器

水素，防爆構造（ＡＴＥＸ防爆），ＤＣ２４Ｖ，出力ＤＣ４～２０ｍＡ

一酸化炭素，ＤＣ２４Ｖ，出力ＤＣ４～２０ｍＡ，１．５ｍ付近設置

Ｆ－２ＣＰ－１

参考寸法

形状 Ｗ Ｈ Ｄ

壁掛

壁掛

盤　名

５００ ５００ ２５０

２５０５００

面　数設置スペース

２Ｆ　CAT実験室

２Ｆ　電解実験室５００ １

１

備　考

凡例

ＡＣ１００Ｖ ｏｒ ２００Ｖ

ファンインタ―ロック

現場盤内取付機器

ＳＶＷ 電磁弁 ２０Ａ，ＪＷＷＡ適合品

Ｆ－１ＣＰ－１ ６００
１３００
　５００

２５０ １１Ｆ　大型実験室１

集中監視パネルへ出力

ＦＩＣ

ＦＩ

風量調節計

風量指示計

ＡＭ１ 変換器（加算演算器）

－

－

－

Ｆ－１ＣＰ－２ ６００
　７００
１１００

２５０ １１Ｆ　大型実験室２

Ｆ－１ＣＰ－３ ６００
　７００
１１００

２５０ １１Ｆ　大型実験室３

セル評価室①　風量制御
Ｆ－１ＣＰ－４ ７００

　９００
　９００

２５０ １１Ｆ　セル評価室①

大型実験室１　風量制御

ガス検知システム

ガス警報盤 壁掛 ５００ 　５００ ２５０

計装図（１）－１．

ガス検知システム参照１(２点用)各部屋内

盤一覧表

ＳＲ ＰＡＣ集中リモコン メーカー付属品，デマンド制御含む

－ＰＡＣ集中リモコン用制御台数拡張アダプターＰＬＳ

ＲＳ ＰＡＣリモコン

２Ｐ，３Ｐ，５Ｐ 電極 －

メーカー付属品

ＡＭ２ 変換器（四則演算器） －

Ｒ リレー －

大型実験室２　風量制御

４(１点用)

大型実験室３　風量制御

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

７ ５

ガス検知システム

ガス検知システム

Ｖ－１ＣＰ－１
壁掛
架台

７００
１３００
　５００

２５０ １Ｆ　セル評価室② １

ガス検知システム

セル評価室②　風量制御

ＰＲｙ パワーリレー －

壁掛
架台

壁掛
架台

壁掛
架台

壁掛
架台

Ｆ－２ＣＰ－２

副ガス検知警報盤
自立
架台

７００
１７００
　２００

４００ ２Ｆ　共通実験室 １

ガス検知警報盤
自立
架台

７００
１７００
　２００

４００ ２Ｆ　研究棟事務室 １

参考姿図 集中監視パネル入出力一覧表

入出力回路図

工事名称

図面名称

縮　　尺
設計者資格

設計者氏名

竣工年月日担当者

A1版：NO SCA LE
A 3版：NO SCA LE

20 2 3 /0 2 / 2 8
自動制御設備　集中監視パネル参考図

次世代エネルギーシステム研究開発拠点整備事業（機械設備工事）（継続費）

M039

竣 工 図

設 計 者

山梨県企業局施 工 者

米倉山次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジ（Nesrad）法定点検等業務委託
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ｼｮｰﾄｽﾀｯｸ ｼｮｰﾄｽﾀｯｸ
評価装置1評価装置2

電子負荷装置

純水供給装置

実験台

純水製造装置

低露点加湿ﾕﾆｯﾄ

工具・備品棚

工具・備品棚

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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配管用ピット 1FL-300

　　：電気設備配管を示すＣ

　　：防火区画貫通を示す

Ｈ２

ＣＯ

※天井内はケーブルコロガシとした。

スラブ配管

露出配管

天井内コロガシ配線

ＳＶＷ ＥＭ－ＣＥＥ　１．２５°－　２Ｃ　　（Ｅ１９）／（Ｇ２２）

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－　４Ｃ×２　　

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－　３Ｃ　　

Ｍ１Ｄ ＥＭ－ＣＥＥ　１．２５°－　３Ｃ

ＶＡＶ ＥＭ－ＣＥＥ　１．２５°－　５Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－　２Ｃ　

シンボル 記　号 内　　　訳

種類

（記号凡例）

記号

ＳＷ ＥＭ－ＣＥＥ　１．２５°－　２Ｃ　　

ガス警報

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　６Ｃｘ７

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　５Ｃｘ２

Ｈ２ｘ７

ＣＯｘ２

（ラック）

（ラック）

－ＵＰ１－

※建込み配管電気工事，配線は全て電気ラック上配線とした。

（ラック） ＥＦＫ－２ｘ３，ＡＣＯ－１ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　２Ｃｘ５

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　５Ｃｘ１

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃｘ１

ＶＡＶ－１（電源，ＩＮＴ）

ＶＡＶ－１（信号）

（ラック）

（ラック）

－２－

ドラフトチャンバ

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　３Ｃｘ１ （ラック） Ｍ１Ｄ

（ラック）ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　２Ｃｘ３

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　５Ｃｘ１

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃｘ１

（ラック）

（ラック）

－３－

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　３Ｃｘ１ （ラック） Ｍ１Ｄ

ＥＦＫ－２ｘ２，ＡＣＯ－２

ＶＡＶ－２（電源，ＩＮＴ）

ＶＡＶ－２（信号）

（ラック）ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　２Ｃｘ５

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　５Ｃｘ１

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃｘ１

（ラック）

（ラック）

－４－

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　３Ｃｘ１ （ラック） Ｍ１Ｄ

ＥＦＫ－２ｘ２，ＡＣＯ－３

ＶＡＶ－２（電源，ＩＮＴ）

ＶＡＶ－２（信号）

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　２Ｃｘ１ （ラック）

（ラック） ガス検知警報盤

（ラック） ガス検知警報盤

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　２Ｃｘ１ （ラック）

（ラック） ガス検知警報盤

（ラック）ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　２Ｃｘ５

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　５Ｃｘ１

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃｘ１

（ラック）

（ラック）

－５－

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　３Ｃｘ１ （ラック）

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　２Ｃｘ１ （ラック）

（ラック）

Ｍ１Ｄ

ＥＦＫ－２ｘ４，ＡＣＯ－４

ＶＡＶ－３（電源，ＩＮＴ）

ＶＡＶ－３（信号）

ガス検知警報盤

－６－

（ラック） ガス検知警報盤

－７－

（ラック） ガス検知警報盤

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃｘ１ ＳＷ（ラック）

（ラック）ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　２Ｃｘ５

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　５Ｃｘ１

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃｘ１

（ラック）

（ラック）

－８－

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　３Ｃｘ２ （ラック）

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　２Ｃｘ２ （ラック）

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　２０Ｃｘ１ （ラック）

Ｍ１Ｄｘ２

ＥＦＫ－２ｘ８，ＡＣＯ－４ｘ２

ＶＡＶ－４（電源，ＩＮＴ）ｘ２

ＶＡＶ－４（信号）ｘ２

ＡＣＯ－４（連動）ｘ２

ガス検知警報盤

ＡＣＯ－４（連動）

ＡＣＯ－２（連動）

ＡＣＯ－３（連動）

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃｘ１ ＳＷ（ラック）

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃｘ１ ＳＷ（ラック）

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　３Ｃｘ１ （ラック） パトライト

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃｘ２ ＳＷｘ２（ラック）

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　３Ｃｘ１ （ラック） パトライト

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　３Ｃｘ１ （ラック） パトライト

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　３Ｃｘ１ （ラック） パトライト

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　３Ｃｘ４ ＳＷｘ４（ラック）

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃｘ２ （ラック） ＡＣＰ－１６×２

（ＡＣＯ－１－１連動用)

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　３Ｃｘ１ （ラック） パトライト

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　３Ｃｘ１ （ラック） パトライト

2 4

EFK
2

4

【緊急用】

【緊急用】

EFK
EFK

EFK

ACO

2-1

ACO

2-1

3

VAV
3

VAV 22

EFK EFK
2

EFK
2

EFK

4

【緊急用】

2
EFK

EFK
2

EFK
4

EFK

【緊急用】

Ｈ２

Ｈ２

Ｈ２

Ｈ２

（ダクト用）

（ダクト用）

（ダクト用）

（ダクト用）

ＣＯ

Ｈ２
（天井用）

（天井用）
Ｈ２

ＳＷ

Ｍ１ＤＭ１Ｄ

V-1CP-1

－８－

ＵＰ１ＵＰ1-12-1

ACO ACOEFK

 3 2

EFKEFK

 24

EFK

 2

EFKEFK

 24

EFK

 2

EFK

3-1

ACO

ACP

ドラフト

1

VAV

4-1

ACOEFK

4  2

EFK

 2

EFK EFK

4

3

VAV

パトライト

－１－

16
チャンバ

ACP

Ｈ２

Ｈ２

Ｈ２

ＣＯ

Ｍ１ＤＭ１Ｄ
Ｍ１Ｄ

ＳＷ

（ダクト用）

Ｈ２ Ｈ２

パトライト

ＳＷ ＳＷ
パトライト パトライト

※配線結線　電気設備工事

※搬入据付　本工事

集中監視パネル

ガス検知警報盤

F-1CP-1
F-1CP-2

F-1CP-3

F-1CP-4

警報盤(2点用)

－３－

－４－

－６－

－２－

F-LP-3 F-LP-4 F-LP-2 F-LP-1

16

（ダクト用）

Ｍ１Ｄ

ＣＯ

ＣＯ

Ｈ２

Ｈ２

Ｈ２

（ダクト用）

パトライト ＳＷ

（ダクト用）
－５－

ＣＯ

Ｈ２

（ダクト用）

（ダクト用）

Ｈ２

Ｈ２

Ｈ２

（ダクト用）
ＣＯ

Ｈ２
（ダクト用）

Ｈ２ｘ９

ＣＯｘ２

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　６Ｃｘ７

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　５Ｃｘ２

ガス警報

（ラック）

（ラック）

（ラック）ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　３Ｐｘ８

副ガス検知警報盤（ラック）ＥＭ－ＫＰＥＥＳ　０．７５ロ－　１５Ｐｘ２

（ラック）ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　２０Ｐｘ１ 副ガス検知警報盤

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　３Ｐｘ１

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　３Ｐｘ１

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　３Ｐｘ１

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　３Ｐｘ１

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　３Ｐｘ１

－１－

副ガス検知警報盤（ラック）ＥＭ－ＫＰＥＥＳ　０．７５ロ－　１５Ｐｘ２

（ラック）ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　２０Ｐｘ１ 副ガス検知警報盤

EFK

4

EFK

4

EFK

2

【緊急用】 【緊急用】

【緊急用】 【緊急用】 【緊急用】 【緊急用】

 2

EFK

 2

EFK

排煙窓SW

排煙窓SW

工事名称

図面名称

縮　　尺
設計者資格

設計者氏名

竣工年月日担当者

A1版：1/1 50
A 3版：1/3 00

20 2 3 /0 2 / 2 8
自動制御設備　１階平面図（自動）

次世代エネルギーシステム研究開発拠点整備事業（機械設備工事）（継続費）

M040

竣 工 図

設 計 者

受水槽

受電設備

（TEM室）

機械室

倉庫1

階段室1

EPS

面接室1

面接室2

セル評価室②

倉庫2

廊下4

男子WC

女子WC

倉庫3

F1研究室

階段室2

F2研究室

E V

E2研究室

廊下3

E1研究室

女子WC

男子WC

多目的WC

消火ポンプ室

電子顕微鏡室

湯沸室

E V

研究棟事務室

大型実験室3

大型実験室2 大型実験室1
（MEA試作室）

大型実験室1
（物性評価室）

廊下1

UT室

廊下2

女子ロッカー室

男子ロッカー室

会議室1 会議室2

セル組室

セル評価室①

廊下3

山梨県企業局施 工 者

米倉山次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジ（Nesrad）法定点検等業務委託
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LC/MS
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シンボル 記　号 内　　　訳

種類

（記号凡例）

記号

　　：電気設備配管を示すＣ

　　：防火区画貫通を示す

Ｈ２

ＣＯ

※ 天井内はケーブルコロガシとした。

スラブ配管

露出配管

天井内コロガシ配線

ＳＶＷ ＥＭ－ＣＥＥ　１．２５°－　２Ｃ　　（Ｅ１９）／（Ｇ２２）

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－　４Ｃ×２　

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－　３Ｃ　　

－１－

Ｈ２ｘ８

ＣＯｘ２

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　４Ｃｘ２

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　３Ｃ

－２－

－ＵＰ１－

ＯＲＳ

－ＵＰ２－

ＡＣＯ－５－１

ＡＣＯ，ＤＫＲ，ＳＣＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　６Ｃｘ１

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃ

－ＤＮ１－

Ｈ２ｘ９

ＣＯｘ２

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　６Ｃｘ７

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　５Ｃｘ２

ガス警報

（Ｅ５１）

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　３Ｐｘ６ （ラック） 警報盤（1点用)×4面，F-2CP-2

（ラック） Ｆ－２ＣＰ－１

（ラック）

（ラック）

（ラック） 警報盤

（ラック）

ＥＭ－ＣＥＥ　　２．００ロ－　４Ｃｘ１ （ラック） Ｆ-ＬＰ-８

（ラック） ガス検知警報盤

ドラフトチャンバ×４

－３－

（ラック） ＤＫＲ－１，ＳＣ－１

（コロガシ）ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　４Ｃｘ１ ＡＣＯ－６

（ラック）

ＥＭ－ＣＥＥ　　２．００ロ－　４Ｃｘ１ （ラック） Ｆ-ＬＰ-９

（ラック） ガス検知警報盤

ドラフトチャンバ×３

－４－

（ラック） ＤＫＲ－１，ＳＣ－１

（コロガシ） ＡＣＯ－５

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　３Ｃｘ１ （ラック） ＥＦＫ－３×２

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　３Ｃｘ１ （ラック） ＥＦＫ－４×１

※建込み配管電気工事，配線は全て電気ラック上配線とした。

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　３Ｃｘ１ （ラック） パトライト

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　３Ｃｘ１ （ラック） パトライト

－５－

（ラック）ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　３Ｃｘ３ ＶＡＶ／ＣＡＶ電源×３

（ラック）ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　２Ｃｘ５

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃｘ３ （ラック）

（ラック）ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃｘ１ ＶＡＶ（通信線）

－６－

ＶＡＶ／ＣＡＶ発停、状態×５

ＶＡＶ／ＣＡＶ風量×３

（ラック）ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　３Ｃｘ４ ＶＡＶ／ＣＡＶ電源×４

（ラック）ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　２Ｃｘ６

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃｘ４ （ラック）

（ラック）ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃｘ１ ＶＡＶ通信線

ＶＡＶ／ＣＡＶ発停、状態×６

ＶＡＶ／ＣＡＶ風量×４

－７－

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　３Ｃｘ１ （ラック）

（ラック）ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　２Ｃｘ３ ＩＮＶ発停・状態×３

ＭＤ（電源・信号）

（ラック）ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃｘ２ ＩＮＶ周波数×２

－８－

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　３Ｃｘ１ （ラック）

（ラック）ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　２Ｃｘ３ ＩＮＶ発停・状態×３

ＭＤ（電源・信号）

（ラック）ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃｘ２ ＩＮＶ周波数×２

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　３Ｃｘ１

ＩＮＶ発停・状態×２

ＭＤ（電源・信号）

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃｘ２ ＩＮＶ周波数×２

（Ｅ５１）

ＵＰ１

ＵＰ２

ＤＮ１

－１－

－４－

※搬入据付　本工事

※配線　電気設備工事

警報盤(1点用)

警報盤(1点用)
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ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　３Ｐｘ１

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　３Ｐｘ４

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　５Ｐｘ２

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　５Ｐｘ１

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　３Ｐｘ４

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　５Ｐｘ２

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　５Ｐｘ１

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　５Ｐｘ１

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　５Ｐｘ１

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　５Ｐｘ２

（ラック）

（ラック）

（ラック）

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　６Ｃｘ１

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃ （Ｅ５１）

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　５Ｐｘ１

ＡＣＯ－５－１

ＡＣＯ，ＤＫＲ，ＳＣ

ＯＲＳ

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　３Ｐｘ８

副ガス検知警報盤（ラック）ＥＭ－ＫＰＥＥＳ　０．７５ロ－　１５Ｐｘ２

（ラック）ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　２０Ｐｘ１ 副ガス検知警報盤
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工事名称

図面名称

縮　　尺
設計者資格

設計者氏名

竣工年月日担当者

A1版：1/1 50
A 3版：1/3 00

20 2 3 /0 2 / 2 8
自動制御設備　２階平面図（自動）

次世代エネルギーシステム研究開発拠点整備事業（機械設備工事）（継続費）
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山梨県企業局施 工 者

米倉山次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジ（Nesrad）法定点検等業務委託



1X 2X 3X 4X 5X 6X 7X 8X 9X 10X

2Y

3Y

1Y

3B

1B

2B

1A
2A

3A
4A

5A

8A
9A

10A
11A

12A

47,300

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 7,000

3,400
9,700

9,70
0

2,800

2,500

55,215

7A
6A

13,100

7,000

9,
4
50

35
0

300

5,000 2,500

4,500

2,0009,
2
00

22
,
00
0

3
00

12,500

5,000

5,043
5,043

5,043
5,043

7,000
5,000

5,000
3,000

5,043

29,385

25,840290 325
2,385

12
,5
0
0

9,
4
50

5
,3
5
0

5,
0
00

10
,
80
0

10
,
80
0

6,
4
00

11
,
30
0

5
00

300

300

600

290

300

300

50
0

300

【ハト小屋】

1
2,
77
5

5,000

【ハト小屋】

工事名称

図面名称

縮　　尺
設計者資格

設計者氏名

竣工年月日担当者

A1版：1/1 50
A 3版：1/3 00

20 2 3 /0 2 / 2 8
自動制御設備　Ｒ階平面図（自動）　

次世代エネルギーシステム研究開発拠点整備事業（機械設備工事）（継続費）

M042

竣 工 図

設 計 者

ACO

5

1

DKR
有機系

SC
酸系

ACO

5

1

ＤＮ１

ＤＮ２

－３－

MD-BP-1

制御盤

－１－

MD-BP-2

－２－

Ｐ．Ｂ（ＷＰ）

制御盤

－ＤＯＷＮ１－

ＯＲＳ

－ＤＯＷＮ２－

ＡＣＯ－５　ＩＮＶ信号

ＡＣＯ，ＤＫＲ，ＳＣ

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　２Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃ×２ （Ｇ３６） ＡＣＯ－５　ＩＮＶ信号

ＡＣＯ－５　発停

（Ｇ２２） ＡＣＯ－５～ＯＲＳ

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　２Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃ×２ （Ｇ３６）

ＡＣＯ－５　発停

ＡＣＯ－５　ＩＮＶ信号

ＩＮＶ発停・状態×３

ＭＤ（電源・信号）

ＩＮＶ周波数×２

ＩＮＶ発停・状態×２

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃｘ１ ＩＮＶ周波数×１

ＩＮＶ発停・状態×２

ＩＮＶ周波数×１

－１－

（Ｇ３６）

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　３Ｃ （Ｇ２２） ＭＤーＢＰ－２～風量制御盤

－２－

－３－

（Ｇ３６）

－４－

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　３Ｃ （Ｇ２２） ＭＤーＢＰ－１～風量制御盤

記号

（記号凡例）

天井内コロガシ配線

種類

露出配管

地中埋設配管

シンボル 記　号 内　　　訳

Ｈ２

ＣＯ

※ 天井内はケーブルコロガシとした。

ＳＶＷ ＥＭ－ＣＥＥ　１．２５°－　２Ｃ　　（Ｅ１９）／（Ｇ２２）

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－　４Ｃ×２　　

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－　３Ｃ　　

Ｐ．Ｂ（ＷＰ）

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　６Ｃｘ１

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃ （Ｅ５１）

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　３Ｃｘ１

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃｘ２

（Ｅ５１）

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　５Ｐｘ１

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　５Ｐｘ２

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　６Ｃｘ１

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃ （Ｅ５１）

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　５Ｐｘ１

ＡＣＯ－５－２

ＡＣＯ，ＤＫＲ，ＳＣ

ＯＲＳ

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　５Ｐｘ２

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　５Ｐｘ１

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　５Ｐｘ２

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５°－　２Ｃｘ１

－４－

－５－

－５－
－５－

ＡＣＯ，ＤＫＲ，ＳＣ

ＯＲＳ

ＥＭ－ＣＥＥ　　１．２５°－　６Ｃｘ１

ＥＭ－ＣＰＥＥ　　０．９ロ－　５Ｐｘ１

山梨県企業局施 工 者

米倉山次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジ（Nesrad）法定点検等業務委託
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工
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品
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場

工
具

棚
・
備
品
置

き
場

実験台

スタック置き台
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ＲＳ ＲＳ

室外機 室外機

ＡＣＰ ＡＣＰ
２Ｆ ２Ｆ

－ａ－ －ａ－

－ｃ－

－ｆ－ －ｆ－

ＬＩＮＥ２

ＬＩＮＥ１ ＬＩＮＥ１

－ｃ－－ｃ－

－ｃ－ －ｆ－－ｆ－

－ｃ－

－ａ－－ａ－

ＡＣＰＡＣＰ

室外機室外機

ＲＳＲＳ

１Ｆ １Ｆ

＜パッケージエアコン・ルームエアコン＞

（機械工事） （機械工事） （機械工事）（機械工事）

－ｄ－

１階　研究棟事務室
集中リモコン

２階　共通事務室
集中リモコン盤

－ｃ－　ＥＭ－ＣＥＥＳ２°　　　－　２Ｃ　　（Ｅ２５）／（Ｇ２２）

－ｅ－　ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－　２Ｃ　　（冷媒共巻）
－ｆ－　ＥＭ－ＥＥＦ　２．０ｍｍ－　３Ｃ　　（冷媒共巻）

※ 天井内コロガシとし、建込み配管は別途電気設備工事とした。

※ 内外渡り配線ルートは、空調設備配管平面図を参照の事。

－ａ－　ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－　２Ｃ　　
－ｂ－　ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－　４Ｃ　　

－ｄ－　ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－　２Ｃｘ２（Ｅ２５）

ＲＳ
ＲＳ

ＲＳｘ４

ＲＳｘ４

ＲＳ

ＲＳ

－Ａ－

ＲＳｘ２

ＲＳｘ２

ＲＳ

ＲＳ

ＲＳ

ＲＳ

ＨＳｘ３

ＵＰ１ＵＰ

ＵＰ１ＵＰ

ＲＳ

ＲＳ
ＨＳ

ＲＳ ＨＳ

ＲＳＨＳ
ＲＳＨＳ

ＲＳ ＨＳ
ＲＳ

ＨＳｘ２

記号

（記号凡例）

天井内コロガシ配線

種類

露出配管

地中埋設配管

シンボル 記　号 内　　　訳

Ｈ２

ＣＯ

※ 天井内はケーブルコロガシとした。

ＳＶＷ ＥＭ－ＣＥＥ　１．２５°－　２Ｃ　　（Ｅ１９）／（Ｇ２２）

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－　４Ｃ×２　　

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－　３Ｃ　　

ＲＳ ＥＭ－ＣＥＥ　１．２５°－　２Ｃ　　

ＨＳＲＳ ＨＳＲＳ

ＨＳ ＨＳ

ＲＳｘ２

ＨＳ

ＨＳ

ＨＳ ＥＭ－ＣＥＥ　１．２５°－　２Ｃ　

工事名称

図面名称

縮　　尺
設計者資格

設計者氏名

竣工年月日担当者

A1版：1/1 50
A 3版：1/3 00

20 2 3 /0 2 / 2 8
自動制御設備　１階平面図（パッケージ）　

次世代エネルギーシステム研究開発拠点整備事業（機械設備工事）（継続費）
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竣 工 図

設 計 者
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受電設備
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（MEA試作室）

大型実験室1
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山梨県企業局施 工 者

米倉山次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジ（Nesrad）法定点検等業務委託
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工事名称

図面名称

縮　　尺
設計者資格

設計者氏名

竣工年月日担当者

A1版：1/1 50
A 3版：1/3 00

20 2 3 /0 2 / 2 8
自動制御設備　２階平面図（パッケージ）

次世代エネルギーシステム研究開発拠点整備事業（機械設備工事）（継続費）

M044

竣 工 図

設 計 者

受電設備

CAT実験室 共通実験室２
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多目的WC
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室外機 室外機

ＡＣＰ ＡＣＰ
２Ｆ ２Ｆ

－ａ－ －ａ－

－ｃ－

－ｆ－ －ｆ－

ＬＩＮＥ２

ＬＩＮＥ１ ＬＩＮＥ１

－ｃ－－ｃ－

－ｃ－ －ｆ－－ｆ－

－ｃ－

－ａ－－ａ－

ＡＣＰＡＣＰ

室外機室外機

ＲＳＲＳ

１Ｆ １Ｆ

＜パッケージエアコン・ルームエアコン＞

（機械工事） （機械工事） （機械工事）（機械工事）

－ｄ－

１階　研究棟事務室
集中リモコン

２階　共通事務室
集中リモコン盤

－ｃ－　ＥＭ－ＣＥＥＳ２°　　　－　２Ｃ　　（Ｅ２５）／（Ｇ２２）

－ｅ－　ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－　２Ｃ　　（冷媒共巻）
－ｆ－　ＥＭ－ＥＥＦ　２．０ｍｍ－　３Ｃ　　（冷媒共巻）

※ 天井内コロガシとし、建込み配管は別途電気設備工事とした。

※ 内外渡り配線ルートは、空調設備配管平面図を参照の事。

－ａ－　ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－　２Ｃ　　
－ｂ－　ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－　４Ｃ　　

－ｄ－　ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－　２Ｃｘ２（Ｅ２５）

記号

（記号凡例）

天井内コロガシ配線

種類

露出配管

地中埋設配管

シンボル 記　号 内　　　訳

Ｈ２

ＣＯ

※ 天井内はケーブルコロガシとした。

ＳＶＷ ＥＭ－ＣＥＥ　１．２５°－　２Ｃ　　（Ｅ１９）／（Ｇ２２）

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－　４Ｃ×２　　

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－　３Ｃ　　

ＲＳ ＥＭ－ＣＥＥ　１．２５°－　２Ｃ　　

ＨＳ ＥＭ－ＣＥＥ　１．２５°－　２Ｃ　　

ＲＳＨＳ

ＲＳＨＳ

ＲＳＨＳ
ＲＳＨＳ

ＨＳＲＳ
ＨＳ ＲＳ

ＨＳ×２

ＲＳ
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ＨＳ
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山梨県企業局施 工 者

米倉山次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジ（Nesrad）法定点検等業務委託


